GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI “STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER LA CARATTERIZZAZIONE ELETTRICA DI MATERIALI E DISPOSITIVI PER ELETTRONICA DI POTENZA SUDDIVISA IN 2 LOTTI FUNZIONALI”.
LOTTO 1: PROBE STATION MANUALE 200MM HV;
LOTTO 2: PROBE STATION SEMIAUTOMATICA 200MM HV.


OFFERTA TECNICA E RELAZIONE (INDICARE IL LOTTO A CUI SI PARTECIPA)
Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 
La presente dichiarazione dovrà essere inviata attraverso l’inserimento a sul Sistema telematico nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustrino compiutamente la fornitura offerta. 

1. Descrizione generale


……………………………………





2. Descrizione delle caratteristiche tecniche offerte con particolare riferimento a:

(Eliminare i riferimenti del lotto che non è oggetto dell’offerta tecnica presentata)

Per offerte relative al LOTTO 1 ……………………………………………………	
Il sistema “Probe Station manuale” dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche, che costituiscono la configurazione tecnica minima richiesta:
1) 	Il sistema deve consentire la movimentazione del chuck sul piano XY di almeno 225 mm × 225 mm con un aggiustamento fine di 25 mm × 25 mm;
2) Il sistema deve consentire una rotazione del chuck di +/- 5° (gradi) attorno all’asse Z (angolo theta);
3) Il sistema deve consentire la movimentazione verticale tra la posizione di sicurezza che intercorre tra il piano chuck ed il piano su cui sono alloggiate solidalmente le probes (platen). In particolare, la movimentazione del platen tra la condizione di contatto e la posizione a distanza di sicurezza deve essere di almeno 250 µm. Inoltre, deve essere possibile la movimentazione verticale totale del plated di almeno 2.5 mm per consentire il caricamento del campione; 
4) Il sistema deve garantire, una volta raggiunta la posizione di contatto, il bloccaggio della movimentazione sul piano XY al fine di preservare le probes e i campioni in esame;
5) Un ponte stabile deve alloggiare un microscopio ottico con movimentazione lineare nelle direzioni XYZ superiore a 50 mm × 50 mm ×100 mm; la movimentazione lungo la direzione Z può raggiungere la massima quota mediante attivatore pneumatico ad aria compressa; lo zoom ottico deve consentire fattori di moltiplicazione in un intervallo compreso da 1.25× a 15×; il microscopio deve essere connesso ad una camera con uscita HDMI con risoluzione minima 1080, con campionamento di almeno 50 immagini per secondo (fps) e possibilità di catturare immagini su periferica esterna connessa per USB;
6) Il sistema deve consentire lo spostamento solidale del platen su cui sono alloggiati i manipolatori a distanze pre-impostabili fissata pari a 50, 100 o 150 µm;
7) Il sistema completo deve possedere la certificazione fornita da enti europei riconosciuti (in accordo con protocolli EN ISO 12100:2010; EN 61010-1:2010/a1:2019; EN 61010-2-010:2014) di compatibilità d’utilizzo fino a 10 kV e i 600 A;
8) Il chuck deve avere specifiche tecniche compatibili all’applicazione di una tensione fino ad almeno 1000 V; 
9) Il sistema che controlla la temperatura del chuck deve essere ad aria e non deve richiedere l’utilizzo di liquidi. Inoltre, il sistema deve consentire di variare la temperatura nell’intervallo – 60 °C + 200 °C e deve avvenire tramite un pannello remoto;
10) Il chuck deve consentire inoltre di allocare campioni di dimensioni variabili da un minimo di 5 mm × 5 mm e substrati circolari con diametro pari a 100, 150, e 200 mm;
11) Il chuck deve essere dotato di connettori triassiali Kelvin con possibilità di applicare tensione e effettuare misure elettriche (forse and sense) e deve avere un rumore elettrico a 25 °C inferiore ai 20 fA;
12) Il raffreddamento del chuck deve essere indotto da elementi funzionanti ad aria che consentano la rapida variazione di temperatura del sistema tra una impostazione e la successiva (da 25 a -60 °C < 40 min; da -60 a 25 °C < 25 min);
13) Il sistema deve essere dotato di almeno 2 micromanipolatori ad ancoraggio magnetico per punte DC “destri” con una possibilità di mobilità di almeno 12 mm lungo le tre direzioni XYZ con una risoluzione spaziale di 500 µm e devono consentire misure con un rumore elettrico a 25 °C inferiore ai 15 fA;
14) Il sistema deve essere dotato di almeno 2 micromanipolatori ad ancoraggio magnetico per punte DC “sinistri” con una possibilità di mobilità di almeno 12 mm lungo le tre direzioni XYZ con una risoluzione spaziale di 500 µm e devono consentire misure con un rumore elettrico a 25 °C inferiore ai 15 fA;
15) Tutti i micromanipolatori devono essere completi di connessioni e cavi (con lunghezza almeno 2 metri) per consentire la possibilità di connessione triassiale Kelvin con possibilità di “force and sense” con connessioni di terra placcate in oro e devono poter essere compatibili con le operazioni a temperature fino a 300 °C;
16) Tutto il sistema probe station e il sistema di controllo della temperatura devono essere collocati su una base anti vibrante;
17) Il sistema deve essere dotato di sistemi di schermaggio protettive dell’operatore a norme fornita da enti riconosciuti europei (in accordo con protocolli EN ISO 12100:2010; EN 61010-1:2010/a1:2019; EN 61010-2-010:2014);
18) Manuali di installazione.
19) Il fornitore deve provvedere alla spedizione, installazione e alla formazione (training) del personale CNR. Il training deve essere effettuato da personale tecnico e specializzato certificato come dipendente del fornitore/distributore italiano.

*****
Per offerte relative al LOTTO 2 ………………………………………………………
Il sistema “Probe Station semi automatica” dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche, che costituiscono la configurazione tecnica minima richiesta:
1) Il sistema deve consentire la movimentazione del chuck sul piano XY di almeno 210 mm x 210 mm con risoluzione di 0.5 µm;
2) Il sistema deve consentire la rotazione del chuck di almeno +/- 5° (gradi) attorno all’asse Z (angolo theta);
3)  Il sistema deve consentire la movimentazione veloce del chuck lungo la direzione Z del piatto fino ad una distanza programmabile fino a 20 mm; 
4) Il sistema deve consentire la movimentazione verticale tra la posizione di sicurezza che intercorre tra il piano chuck ed il piano su cui sono alloggiate solidalmente le probes (platen) per via meccanica; 
5) Il sistema deve possedere un sistema integrato – controllato da PC, joystick, mouse, tastiera e schermo tattile integrato– per la movimentazione del chuck lungo XYZ, per il controllo della temperatura e per l’acquisizione di immagini;
6) Il chuck deve essere placcato in oro e opportunamente studiato per essere compatibile alla misurazione di wafer sottili (con spessore inferiore a 200 µm);
7) Il sistema deve essere dotato di schermaggio protettivo per l’operatore tramite fotocellule (barre laser) ed interruttori di sicurezza (interlock);
8) Il sistema deve operare su funzionalità Windows;
9) Il sistema deve possedere un ponte stabile che deve consentire l’alloggiamento per un microscopio ottico con possibilità di movimentazione lineare nelle direzioni XYZ superiore a 50 mm x50 mm x100 mm; la movimentazione lungo la direzione Z può raggiungere la massima quota mediante attivatore elettro-meccanico; il microscopio ottico deve possedere una ottica 5x ed essere compatibile con obiettivi 2x, 10x e 20x; inoltre il microscopio deve consentire di effettuare uno zoom digitale fino a 40x; 
10) Il sistema deve possedere una telecamera integrata al microscopio avente la capacità di catturare immagini controllata dal PC di gestione del sistema; 
11) Il sistema deve consentire il riconoscimento di immagine per funzioni di auto allineamento; deve avere la messa a fuoco automatica; inoltre, la movimentazione del microscopio deve essere programmabile in un intervallo 50 mm x 50 mm nel piano XY e con escursione programmabile lungo l’asse Z di almeno 130 mm;
12) Il sistema di controllo della temperature (ad aria) nell’intervallo – 60 °C + 300 °C deve essere controllabile dal software di gestione dell’intero sistema; tale sistema di controllo temperatura (ad aria) deve consentire di riutilizzare l’aria per il controllo dell’ambiente della camera di misura.
13) Il chuck deve consentire inoltre di allocare campioni di dimensioni variabili da un minimo di 5 mm x 5 mm e substrati circolari con diametro pari a 100, 150, e 200 mm;
14) Il chuck deve essere dotato di connettori triassiali Kelvin con possibilità di applicare tensione ed effettuare misure elettriche (forse and sense) e deve avere un rumore elettrico a 25 °C inferiore ai 20 fA;
15) Il raffreddamento del chuck deve essere indotto da elementi funzionanti ad aria che consentano la rapida variazione di temperatura del sistema tra una impostazione e la successiva (da 25 a -60 °C < 40 min; da -60 a 25 °C < 25 min);
16) Il sistema deve essere dotato di sistemi di schermaggio protettive dell’operatore a norme fornita da enti riconosciuti europei (in accordo con protocolli EN ISO 12100:2010; EN 61010-1:2010:2010; EN 61010-2-010:2014);
17) Il sistema deve possedere almeno 7 micromanipolatori ad ancoraggio magnetico con una possibilità di mobilità di almeno 12 mm lungo le tre direzioni XYZ con una risoluzione spaziale di 300 µm;
18) Il sistema deve possedere almeno 2 micromanipolatori con punte da alta corrente (40 A; 500 V);
19) Il sistema deve possedere almeno 3 punte con connessione coassiale per misure di alta tensione (rumore < 600 pA);
20) Il sistema deve possedere almeno 2 punte con connessione triassiale per misure di alta tensione (rumore < 1 pA);
21) Il sistema deve possedere un pannello di connettori e relativi cavi per applicazioni ad elevata potenza;
22) Tutti i micromanipolatori devono consentire le operazioni a temperature fino a 300 °C;
23) Tutto il sistema probe station e PC di controllo deve essere collocato su una base anti vibrante;
24) Il sistema deve consentire di caricare automaticamente un singolo wafer anche a temperature diverse da quella ambiente;
25) Il fornitore deve provvedere alla installazione e alla formazione (training) del personale CNR. Il training deve essere effettuato da personale tecnico specializzato certificato come dipendente del fornitore/distributore italiano.
26) Manuali di installazione.



3. Descrizione delle caratteristiche e durata del servizio di assistenza in garanzia


…………………………………………..

4. Caratteristiche tecniche offerte oggetto di valutazione:

(Eliminare i riferimenti del lotto che non è oggetto dell’offerta tecnica presentata)

[bookmark: _GoBack]Per offerte relative al LOTTO 1 
Lotto n. 1 Probe station manuale 200mm HV– CIG 96852812B9

	n°
	criteri di valutazione
	
	
	sub-criteri di valutazione
	Nota: indicare con un segno “X” il requisito offerto

	 1
	Compatibilità del sistema per effettuare misure elettriche con chuck fino a 3000 V
	
	
		Chuck termico fino a 3000 V
	

	2
	Possibilità di riscaldare il chuck fino a 300 °C
	
	
	chuck temico fino a 300 °C
	

	3
	Set di manipolatori ad ancoraggio magnetico aggiuntivi per misure di corrente e di capacità
	
	
	5 punti per ciascuna coppia di manipolatori ad ancoraggio magnetico aggiuntivo
	

	4
	Obiettivi 2× e 10× per microscopio ottico
	
	4.1
	Obiettivo aggiuntivo 10×
	

	
	
	
	4.2
	Obiettivo aggiuntivo 2×
	

	5
	Set di manipolatori ad ancoraggio magnetico aggiuntivi per misure di capacità con connessioni biassiali
	
	
	10 punti per ciascuna coppia di manipolatori ad ancoraggio magnetico aggiuntivo
	

	6
	Set di 25 punte per misure di corrente con connettività Kelvin                           
	
	
	set da 25 punte aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalle dotazioni minime
	

	7
	Estensione della durata della garanzia fino a due anni
	
	7.1
	UN ANNO AGGIUNTIVO
	

	
	
	
	7.2
	DUE ANNI AGGIUNTIVI
	

	 
	 
	
	
	 
	





*****





Per offerte relative al LOTTO 2 
Lotto n. 2 Probe station semiautomatica 200mm HV– CIG 9685529F5D

	n°
	criteri di valutazione
	
	
	sub-criteri di valutazione
	Nota: indicare con un segno “X” il requisito offerto

	1
	Compatibilità del sistema per effettuare misure elettriche con chuck fino a 10000 V
	
	
	Chuck termico placcato oro utilizzabile fino a 10000 V
	

	2
	Thermo-chuck (fino a 300 °C e fino a 10000 V) che possa alloggiare wafer da 300 mm
	
	
	Sistema termico ad aria fino a 300 °C con ricircolo per ambiente camera misura
	

	3
	Set di connettori e cavi per applicazioni RF e alte tensioni
	
	3.1
	Set di 4 punte aggiuntive per misure RF
	

	
	
	
	3.2
	Set di 4 cavi e punte compatibile fino a tensioni di 10000 V
	

	4
	Punte aggiuntive rispetto alle dotazioni minime richieste
	
	4.1
	25 punte DC con raggio 25 µm
	

	
	
	
	4.2
	5 punte multi-dita per misure di correnti elevate
	

	5
	Set di manipolatori ad ancoraggio magnetico aggiuntivi per misure di capacità con connessioni biassiali
	
	
	10 punti per ciascuna coppia di manipolatori ad ancoraggio magnetico aggiuntivo
	

	6
	Estensione della durata della garanzia fino a due anni
	
	6.1
	UN ANNO AGGIUNTIVO
	

	
	
	
	6.2
	DUE ANNI AGGIUNTIVI
	

	 
	 
	
	
	 
	





